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Method and apparatus for testing a 
semiconductor device having an A-D converting 
unit, capable of generating a highly accurate test 
waveform of high speed. The semiconductor 
testing apparatus includes: a first waveform 
generating unit which generates a first waveform 
having a predetermined waveform component; a 
second waveform generating unit which 
generates a second waveform having a known 
waveform component; a waveform synthesizing 
unit which generates a composite waveform by 
synthesizing the first waveform and the second 
waveform; a processing unit which processes to 
remove an effect of the second waveform from 
an output value; and a comparator which judges 
based on the first waveform and the output value 
processed by the processing unit. 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
(§) Verfahren und Geratzum Testen einer Halbleitervorrichtung 
® Es wird ein Verfahren und ein Gerat zum Testen einer 



Halbleitervorrichtung mit einer A/D-Wandlereinheit vor- 
geschlagen, die in der Lage ist, eine hochgenaue Testsi- 
gnalform mit hoher Geschwindigkeit zu erzeugen. Das 
Halbleitertestgerat umfafct eine erste Signalformerzeu- 
gungseinheit, die eine erste Signalform mit einer vorbe- 
stimmten Signalformkomponente erzeugt, eine zweite Si- 
gnalerzeugungseinheit, die eine zweite Signalform mit ei- 
ner bekannten Signalformkomponente erzeugt, eine Si- 
gnalformsynthetisiereinheit, die eine zusammengesetzte 
Signalform durch Synthetisieren der ersten Signalform 
und der zweiteTi Signalform erzeugt, eine Verarbeitungs- 
einheit, die durch Verarbeitung einer Wirkung der zweiten 
Signalform aus einem Ausgangswert entfernt und einen 
Komparator, der, basterend auf der ersten Signalform und 
dem Ausgangswert, der von der Verarbeitungseinheit 
vera rbeitet wird, entscheidet. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Halbleiter- 
Testgerat, das eine A/D Wandlervorrichtung, die ein analo- 
ges Signal in ein digitales Signal umwandelt, testet. Insbe- 5 
sondere bezieht sich die vorliegende Erfindung auf eine 
Wellenform- bzw. Signalerzeugungseinheit, die eine Testsi- 
gnalform erzeugt, die der zu testenden A/D Wandlervorrich- 
tung zugefuhrt werden muB. 

Zusammen mit der Verbesserung der Halbleitertechnolo- 10 
gie wurde in letzter Zeit merkbar die Leistungsfahigkeit der 
A/D Wandlervorrichtung verbessert. Beispielsweise kann 
die A/D Wandlervorrichtung fur die Verwendung im Zu- 
sammcnhang mit digitalcm Fcrnsehcn cin Signal cincs 
8 MHz Niveaus verarbeiten. Die A/D Wandlervorrichtung 15 
fiir die Verwendung mit einer Festplatte kann ein Signal von 
einigen hundert MHz verarbeiten. Durch die Verbesserung 
der Leistungsfahigkeit der A/D Wandlervorrichtung wird 
derselbe Grad an Verbesserung der Leistungsfahigkeit des 
Testgerates fur die Halbleitervorrichtung verlangt. 20 

Fig. 1 zeigt ein Blockdiagramm eines Halbleiter- Testge- 
rates 100 nach dem Stand der Technik. Das Halbleiter-Test- 
gerat 100 unifaBt einen Wellen- oder Signalgenerator 10, ei- 
nen Abtasttaktgenerator 12, einen Kontaktbereich 14 fur die 
Vorrichtung und einen Komparator 16. Eine A/D Wandler- 25 
vorrichtung 90, die getestet werden soil, wird in den Auf- 
nahrnebereich 14 fur die Vorrichtung eingesetzt. Der Signal- 
formgenerator 100 erzeugt eine Testsignalform, die der zu 
testenden A/D Wandlervorrichtung 90 zugefuhrt werden 
muB, damit sie dem Aufnahmebereich 14 der Vorrichtung 30 
zugefuhrt werden kann. Dariiber hinaus licfert die zu tc- 
stende A/D Wandlervorrichtung 90, der die Testsignalform 
eingegeben wird, einen Erwartungswert an den Komparator 
16. Der Abtast-Taktgenerator 12 gibt einen Abtasttakt an 
den Kontaktbereich 14 fiir die Vorrichtung aus, der ein Ab- 35 
tastintervall spezifiziert. Die zu testende A/D Wandlervor- 
richtung tastet die iiber den Kontaktbereich 14 fur die Vor- 
richtung gelieferte Testsignalform zum Zeitpunkt des Ab- 
tasttaktes ab, so daB ein Abtastwert oder ein Ausgangswert 
an den Komparator 16 ausgegeben wird. Der Komparator 16 40 
vergleicht den Ausgangswert mit dem Erwartungswert, der 
von dem Signalformgenerator 10 geliefert wird, und be- 
stimmt ob die zu testende A/D Wandlervorrichtung 90 nor- 
mal arbeitet. 

Um die A/D Wandlervorrichtung zu testen, muB ein Test- 45 
signal an die A/D Wandlervorrichtung geliefert werden, das 
aquivalent zu einem Signal ist, das die A/D Wandlervorrich- 
tung aktucll verarbeitct. Somit muB das Halbleiter-Testgerat 
einen Signalformgenerator aufweisen, der die Testsignal- 
form genau und mit hoher Geschwindigkeit erzeugt. Bei- 50 
spielsweise erzeugt der Signalformgenerator eine Sinus- 
welle als Testsignalform. Die fur den Signalformgenerator 
benotigte Leistungsfahigkeit ist derart, daB die Frequenz- 
charakteristik zweimal so groB ist und der dynamische Be- 
reich groBer 20 dB relativ zu der zu testenden Vorrichtung. 55 
Es ist jedoch in der Praxis auBerst schwierig, eine solche 
hochgenaue Testsignalform mit hoher Geschwindigkeit zu 
erzeugen. 

Daher liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zu- 
grunde, ein Verfahren und ein Gerat zum Testen einer Halb- 60 
leitervorrichtung zu schafFen, die die obigen Nachteile in 
bezug auf den Stand der Technik vermeiden. 

Diese Aufgabe wird durch in den unabhangigen Ansprii- 
chen beschriebenen Kombinationen erreicht. Die abhangi- 
gen Anspriiche definieren weitere vorteilhafte und beispiel- 65 
hafte Kombinationen der vorliegenden Erfindung. 

Entsprcchend einem Aspckt der vorliegenden Erfindung 
umf aBt ein Halbleiter-Testgerat zum Testen einer Halbleiter- 
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vorrichtung mit einer A/D Wandlereinheit eine erste Signal- 
formerzeugungseinheit, die eine erste Signalfonn mit einer 
vorbestimmte Signalformkomponente erzeugt, eine zweite 
Signalformerzeugungseinheit, die eine zweite Wellenform 
mit einer bekannten Signalformkomponente erzeugt, eine 
Signalform-Synthesizereinheit, die eine zusammengesetzt 
(synthetisierte) Wellenfonn durch Synthetisieren der ersten 
Signalform und der zweiten Signalform erzeugt, eine Verar- 
beitungseinheit, die verarbeitet, um eine Wirkung der zwei- 
ten Wellenform aus einem Ausgangswert der Halbleitervor- 
richtung zu entfernen, der die zusammengesetzte Signal- 
form eingegeben wird und einen Komparator, der basierend 
auf der ersten Signalform und dem von der Verarbeitungs- 
cinhcit vcrarbcitctcn Ausgangswert bestimmt, ob die Halb- 
leitervorrichtung normal arbeitet oder nicht. 

Vorzugsweise bestimmt der Komparator, ob die Halblei- 
tervorrichtung normal arbeitet basierend darauf, ob der Un- 
terschied zwischen der ersten Wellenform und dem von der 
Verarbeitungseinheit verarbeiteten Ausgangswert in einem 
vorbestimmten Bereich liegt. 

Dariiber hinaus kann die Erzeugungseinheit fiir die zweite 
Signalform diese basierend auf einem Abtasttakt erzeugen, 
der ein Abtastintervall der A/D Wandlereinheit festlegt. 
Dariiber hinaus erzeugt die Erzeugungseinheit fiir die zweite 
Signalform die zweite Signalform durch Frequenzdivision 
des Abtasttaktes. 

Das Halbleitertestgerat kann dariiber hinaus eine Phasen- 
schiebeeinheit umfassen, die ein Phase der zweiten Signal- 
form um eine vorbestimmte GroBe verschiebt. 

Weiterhin kann das Halbleitertestgerat eine Pulsbreiten- 
Einstcllcinhcit umfassen, die cine Impulsbrcite der zweiten 
Signalform andert, wobei die zweite Signalform vorzugs- 
weise eine Quadrat- oder Rechteckwelle ist. Es wird ange- 
nommen, daB die erste Signalform eine Sinuswelle ist. Das 
Halbleiter-Testgerat kann weiterhin eine Amplitudensteuer- 
einheit umfassen, die eine Amplitude der Sinuswelle ein- 
stellt. 

Weiterhin reduziert die Verarbeitungseinheit die Wirkung 
der zweiten Signalform, indem sie an dem Ausgangswert 
eine Filterverarbeitung vornimmt. 

Dariiber hinaus kann das Halbleiter-Testgerat weiterhin 
eine Mehrzahl von Erzeugungseinheiten fur die zweite Wel- 
lenfonn umfassen, in denen die Signalfonnsynlhetisierein- 
heit die zusammengesetzte Signalform durch Synthetisieren 
der ersten Signalform und einer Mehrzahl von durch die 
Mehrzahl zweiten Signalformerzeugungseinheiten erzeug- 
ten zweiten Signalformen erzeugt. 

Entsprcchend einem andcrcn Aspckt der vorliegenden Er- 
findung umfaBt ein Verfahren zum Testen einer Halbleiter- 
vorrichtung mit einer A/D Wandlervorrichtung folgende 
Schritte: Erzeugen einer synthetisierten Signalform durch 
eine erste Signalform mit einer vorbestimmten Signalform- 
komponeten und einer zweiten Signalform, deren Signal- 
formkomponente bekannt ist, Eingeben der synthetisierten 
Signalform an die Halbleitervorrichtung, Entfernen einer 
Wirkung der zweiten Signalform vom Ausgangswert der 
Halbleitervorrichtung und Bestimmen, ob die Halbleitervor- 
richtung normal arbeitet oder nicht, basierend auf der erste 
Signalform und dem Ausgangswert, in dem die Wirkung der 
zweiten Wellenfonn enlfernt ist. 

Der Bestimmungsschritt entscheidet, ob die Halbleiter- 
vorrichtung normal arbeitet oder nicht, vorzugsweise basie- 
rend darauf, ob der Unterschied zwischen der ersten Wellen- 
form und dem Ausgangswert, in dem die Wirkung der zwei- 
ten Signalform entfernt ist oder nicht, in einem vorbestimm- 
ten Bereich liegt. 

Entsprcchend noch einem anderen Aspckt der vorliegen- 
den Erfindung umfaBt eine Halbleitervorrichtung mit einer 
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Halbleiter-Testeinheit, die einen Vorrichtungsbereich ein- 
schlieBLich einer A/D Wandlereinheit testet, eine Signal- 
formsynthetisiereinheit, die eine erste Wellenform mit einer 
vorbestimmten Signalformkomponente und eine zweite Si- 
gnalform, deren Signalformkomponente bekannt ist, zusam- 
mensetzt, so daB eine zusammengesetzte Signal form er- 
zeugL wird, die Halbleiter-Testeinheit, die den Vorrichtungs- 
bereich basierend auf einem Ausgangswert des Vorrich- 
tungsbereich dem die zusammengesetzte Wei len form einge- 
geben wird, testet und den Vorrichtungsbereich, der von der 
Halbleiter-Testeinheit getestet wird. 

Die Halbleiter-Testeinheit kann weiterhin eine erste Si- 
gnalformerzeugungseinheit umfassen, die eine erste Signal- 
form crzcugt. Dariibcr hinaus kann die Halbleiter-Testein- 
heit umfassen: eine Verarbeitungseinheit, die daran arbeitet, 
eine Wirkung der zweiten Signalform aus den Ausgangssi- 
gnal des Vorrichtungsbereiches, dem die zusammengesetzte 
Signalform eingegeben wird, zu entfernen, und einen Kom- 
parator, der bestimmt, ob der Vorrichtungsbereich normal 
arbeitet oder nicht, basierend auf der ersten Signalform und 
dem von der Verarbeitungseinheit verarbeiteten Ausgangs- 
wert. 

Vorzugsweise wird die zweite Wellenform basierend auf 
einem Abtasttakt erzeugt, der ein Abtastintervall der A/D 
Wandlereinheit festlegt. 

Vorzugsweise wird die zweite Signalform durch Fre- 
quenzteilung des Abtasttaktes erhalten. 

Die Halbleitervorrichtung kann weiterhin eine Phasen- 
schiebeeinheit umfassen, die eine Phase der zweiten Signal- 
form um eine vorbestimmte GroBe verschiebt. 

Dariibcr hinaus kann die Halbleitervorrichtung weiterhin 
eine Pulsbreiten-Einstelleinheit umfassen, die eine Impuls- 
breite der zweiten Signalform andert, wobei die Signalform 
eine Quadrat- oder Rechteckwelle ist. 

Es wird angenommen, daB die erste Wellenform eine Si- 
nuswelle ist. Die Halbleitervorrichtung kann weiterhin eine 
Amplitudensteuereinheit umfassen, die eine Amplitude der 
Sinuswelle einsteilt. 

Dariiber hinaus verringert die Verarbeitungseinheit die 
Wirkung der zweiten Wellenform durch Ausfiihren einer 
Filterverarbeitung an dem Ausgangswert. 

Diese Zusammenfassung der Erfindung beschreibt nicht 
notwendigerweise alle notwendigen Merkmale der vorlie- 
genden Erfindung. Die vorliegende Erfindung kann auch 
Unterkombinationen der oben beschriebenen Merkmale ent- 
halten. Die obigen und andere Merkmale und Vorteile der 
vorliegenden Erfindung werden naher in der folgenden Be- 
schrcibung der Ausfuhrungsbeispiel im Zusammenhang mit 
den beigefugten Zeichnungen erlautert. Es zeigen: 

Fig. 1 ein Blockschaltbild einer Halbleiter-Testvorrich- 
tung 100 nach dem Stand der Technik, 

Fig. 2 ein Blockschaltbild eines Ausfuhrungsbeispiels des 
Halbleiter-Testgerats 100, 

Fig. 3 eine Zeitdarstellung des Halbleitertestgerates nach 
Fig. 2, 

Fig. 4 Spannungspegel einer normalen A/D Wandlervor- 
richtung sowie einer fehlerhaften A/D Wandvorrichtung, die 
nicht zuverlassig die Hochfrequenzwelle abtasten kann, 

Fig. 5 einen Spannungspegel des internen Signals der feh- 
lerhaften A/D Wandlervorrichtung, die im Zusammenhang 
mit Fig. 4 beschrieben wird, in einem Fall, in dem die Fre- 
quenz des Abtasttaktes verringert wird, 

Fig. 6A u. 6B sind Zeitverlaufsdarsteilungen, wenn die zu 
testende A/D Wandlereinheit fehlerhaft in dem Halbleiter- 
Testgerat entsprechend Fig. 2 ist, 

Fig. 7A u. 7B eine erste Zeitverlaufsdarstellung, wenn ein 
Multipliziercr als Signalformsynthcsizcrcinheit 28 in dem 
Halbleiter-Testgerat entsprechend Fig. 2 verwendet wird, 



Fig. 8A u. 8B eine zweite Zeitverlaufsdarstellung, wenn 
ein Muitipiizierer als Signalformzusammensetzeinheit in 
dem Halbleitertestgerat nach Fig. 2 verwendet wird, 

Fig. 9A u. 9B eine dritte Zeitverlaufsdarstellung, wenn 
5 ein Muitipiizierer als Signalformzusammensetzeinheit in- 
dem Halbleitertestgerat nach Fig. 2 verwendet wird, 

Fig. 10 ein Blockschaltbild, das ein anderes Ausfuhrungs- 
bei spiel des Halbleiter-Testgerates zeigt, 

Fig. 1 1 einen Zeitverlauf des Halbleiter-Testgerates nach 
to Fig. 10, 

Fig. 12 ein Blockschaltbild, daB eine Halbleitervorrich- 
tung zeigt, die eine Halbleitereinheit 40 zum Testen einer 
A/D Wandlereinheit umfaBt, die ein analoges Signal in ein 
digitalcs Signal umwandclt. 

15 Die Erfindung wird nun basierend auf bevorzugten Aus- 
fuhrungsbeispielen beschrieben, die die vorliegende Erfin- 
dung nicht eingrenzen sollen, sondern nur beispieihaft dar- 
stellen sollen. Alle in dem Ausfuhrungsbeispiel beschriebe- 
nen Merkmale und Kombinationen sind nicht notwendiger- 

20 weise wesentlich fur die Erfindung. 

Fig. 2 ist ein Blockschaltbild, das ein Ausfuhrungsbei- 
spiels des Halbleiter-Testgerates 100 zeigt. Das Halbleiter- 
testgerat 100 umfaBt eine erste Signalformerzeugungsein- 
heit 20, eine zweite Signalformerzeugungseinheit 22, eine 

25 Signalform-Synthedsiereinheit 28, einen Kontaktbereich 14 
fur die Vorrichtung, eine Verarbeitungseinheit 30, einen 
Komparator 16, einen Abtasttaktgenerator 12 und eine Test- 
vorrichtung-Steuereinheit 62. Die erste Signalformerzeu- 
gungseinheit 20 umfaBt einen ersten Signalformgenerator 

30 21 und eine Amplitudensteuereinheit 23. Die zweite Signal- 
formerzeugungseinheit 22 umfaBt eine Pulsbreiten-Einstell- 
einheit 26 und eine Phasenschiebeeinheit 24. Eine zu te- 
stende A/D Wandlereinheit 90 ist auf den Kontaktbereich 14 
fur die Vorrichtung angeordnet. Beispielsweise kann der 

35 Kontaktbereich 14 fur die Vorrichtung ein Sockel sein, der 
elektrisch die Eingangs- und Ausgangsanschlusse der A/D 
Wandlervorrichtung 90 Verbindet. 

Der erste Signalformgenerator 21 erzeugt eine Testsignal- 
form, die der zu testenden A/D Wandlervorrichtung einzu- 

40 geben ist, wobei sie an die Amplitudensteuereinheit 23 aus- 
gegeben wird. Beispielsweise kann der erste Signalformge- 
nerator eine Sinuswelle als Testsignalform erzeugen. Die 
Amplitudensteuereinheit 23 steuert die Amplitude der von 
dem ersten Signalformgenerator 21 erzeugten Testwellen- 

45 form basierend auf einem Amplitudensteuersignal, das von 
der Testvorrichtung-Steuereinheit 62 geliert wird, derart, 
daB eine erste Signalform 50 entsprechend einer Charakteri- 
stik der A/D Wandlervorrichtung 90 an die Signalformsyn- 
thetisiereinheit 28 ausgegeben wird. Beispielsweise kann 

50 die Amplitudensteuereinheit 23 eine Amplitude der Test- 
wellenforrn basierend auf einem Eingangsbereich in dem 
Bereich eines Spannungspegels des Analogsignals einstel- 
len, das die zu testenden A/D Wandlervorrichtung 90 in das 
digitale Signal umwandeln kann. 

55 Wenn beispielsweise der Eingangsbereich der zu testen- 
den A/D Wandlervorrichtung 90 innerhalb ±1,0 Volt liegt, 
stellt die Amplitudensteuereinheit 23 die Amplitude der 
Testwellenform auf ±1,0 Volt ein. Dariiber hinaus gibt die 
Amplitudensteuereinheit 23 einen Erwartungswert, der als 

60 erste Signalform 50 ausgebildet ist, an den Komparator 16. 
Entsprechend einem anderen Ausfuhrungsbeispiel umfaBt 
die erste Signalformerzeugungseinheit 20 eine A/D Wand- 
lereinheit, so daB die erste Signalform 50, die nun von der 
A/D Wandlereinheit digitalisiert wurde, an den Komparator 

65 16 als Erwartungswert ausgegeben werden kann. Der Ab- 
tasttaktgenerator 12 liefert an die Pulsbreiten-Einstelleinheit 
26 und den Kontaktbereich 14 fur die Vorrichtung einen Ab- 
tasttakt 54, der ein Abtastintervall fesdegt. Die Pulsbreiten- 
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Einstelleinheit 26, die in der zweiten Signalformerzeu- 
gungseinheit 22 eingeschlossen ist, stellt die Impulsbreite 
des Abtasttaktes 54 ein, basierend auf dem Einstellsignal fiir 
die Impulsbreite, das von dem Testvorrichtungs-Controller 
62 geliefert wird. Die Pulsbreiten-Einstelleinheit 26 liefert 5 
an die Phasenschiebeeinheit den in der Impulsbreite einge- 
stellten Abtasltakl 54. 

Wenn beispielsweise ein Pulsweiten-Einstellsignal, das 
die VergroBerung der Impulsbreite spezifiziert, geliefert 
wird, vergroBert die Pulsbreiten-Einstelleinheit 26 die Im- 10 
pulsbreite des Abtasttaktes 54. Wenn eine Puisbreiten-Ein- 
stellsignal, das die Verringerung der Impulsbreite spezifi- 
ziert, zugefuhrt wird, verringert die Pulsbreiten-Einstellein- 
heit 26 die Impulsbreite des Abtasttaktes 54. Wenn dariibcr 
hinaus ein Pulsbreiten-Einstellsignal, das eine Beibehaltung 15 
der Pulsbreite spezifiziert, geliefert wird, andert die Puls- 
breiten-Einstelleinheit 26 nicht die Impulsbreite des Abtast- 
taktes 54. Entsprechend noch einem anderen Ausfuhrungs- 
beispiel ist die Pulsbreiten-Einstelleinheit 26 nicht vorgese- 
hen. Entsprechend noch einem anderen Ausfuhrungsbei- 20 
spiel dient eine PLL-Schaltung, die ein Taktsignal mit einer 
vorbestimmten Periode erzeugt, als zweite Signalformer- 
zeugungseinheit 22. 

Die Phasenschiebeeinheit 24 verschiebt eine Phase des 
Abtasttaktsignals 54, das von der Pulsbreiten-Einstelleinheit 25 
26 geliefert wird, uni eine vorbestinunte GroBe, um so die 
zweite Signalform 52 an die Signalformsynthesizereinheit 
28 und die Verarbeitungseinheit auszugeben. In der zweiten 
Wellenformerzeugungseinheit 22 konnen verschiedene Ar- 
ten von zweiten Signalformen 52 durch die Phasenschiebe- 30 
cinhcit 24 und die Pulsbreiten-Einstelleinheit 26 erzeugt 
werden. Die Wellenformsynthetisiereinheit 28 setzt die erste 
Signalform 50 und die zweite Signalform 52 zusammen, um 
so ein synthetisiertes, das heiBt zusammengesetztes Signal 
an den Kontaktbereich 14 der Vorrichtung zu liefern. Bei- 35 
spielsweise kann die Wellenformsynthetisiereinheit 28 ein 
Addierer sein, der die erste Signalform 50 und die zweite Si- 
gnalform 52 addiert. Entsprechend einem anderen Ausfuh- 
rungsbeispiel kann die Signalformsynthetisiereinheit 28 ein 
Multiplizierer sein, der die erste Signalform 50 mit der 40 
zweiten Signalform 52 multipliziert. Nach noch einem an- 
deren Ausfuhrungsbeispiel kann die Wellenformsyntheti- 
siereinheit 28 ein Subtrahierer sein, der die zweite Signal- 
form 52 von der ersten Signalform 50 abzieht. Als noch ein 
anderes Ausfuhrungsbeispiel umfaBt das Halbleiter-Testge- 45 
rat 100 eine Mehrzahl von zweiten Weilenformerzeugungs- 
einheiten 22, so daB die Signalsynthetisiereinheit 28 eine 
Mehrzahl der zweiten Signalformen 52 zusammcnsctzt, die 
von einer Mehrzahl der zweiten Signalformerzeugungsein- 
heiten 22 geliefert werden, um so die synthetisierte Signal- 50 
form 56 an den Kontaktbereich 14 der Vorrichtung zu lie- 
fern. 

Die zu testende A/D Wandlervorrichtung 90 tastet die 
synthetisierte Signalform 56 iiber den Kontaktbereich 14 der 
Vorrichtung ab und zwar zum Zeitpunkt des Abtasttaktes 54, 55 
der iiber den Kontaktbereich 14 der Vorrichtung geliefert 
wird. Die zu testende A/D Wandlervorrichtung 90 gibt einen 
Ausgangswert 58 aus, das heiBt einen abgetasteten Wert, der 
durch Abtasten der zusammengesetzten Signalform 56 er- 
halten wird, an die Verarbeitungseinheit 30 iiber den Kon- 60 
taktbereich 14 der Vorrichtung. 

Die Verarbeitungseinheit 30 fuhrt eine Verarbeitung 
durch, bei der die Wirkung der zweiten Wellenform 52 aus 
dem Ausgangswert 58 entfernt wird, um so das verarbeitete 
Signal 60 an den Komparator 16 auszugeben. Beispiels- 65 
weise kann die Verarbeitungseinheit 30 einen FilterprozeB 
durchfuhrcn, der cine bestimmte Frequenz aus dem Aus- 
gangswert 58 entfernt und die Verarbeitungseinheit 30 kann 
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einen Filtervorgang durchfuhren, der eine Frequenz der 
zweiten Wellenform 52 aus dem Ausgangswert entfernt. Der 
Komparator 16 vergleicht das verarbeite Signal 60 mit dem 
erwarteten Wert, das heiBt der ersten Signalform, die von 
der ersten Signalformerzeugungseinheit 20 geliefert wird, 
um zu bestimmen, ob die zu testende A/D Wandlervorrich- 
tung 90 fehlerhaft ist oder nicht, das heiBt ob die Vorrich- 
tung 90 normal arbeitet oder nicht. Beispielsweise kann der 
Komparator 16 die Verschiebung zwischen dem verarbeite- 
ten Signal 60 und dem erwarteten Wert vergleichen oder be- 
sonders detektieren, so daB die Bestimmung, ob die zu te- 
stende A/D Wandlervorrichtung 90 normal arbeitet oder 
nicht darauf basiert, ob die Verschiebung in einem vorbe- 
stimmten Bercich licgt oder nicht, Beispielsweise wird der 
vorbestimmte Bereich in dem Fall einer zu testenden hoch- 
genauen A/D Wandlervorrichtung der vorbestimmte Be- 
reich auf ungefahr 0 gesetzt. Im ubrigen wird der vorbe- 
stimmte Bereich vorzugsweise entsprechend der A/D Wand- 
lervorrichtung 90 festgelegt. 

Wenn daruber hinaus die A/D Wandlervorrichtung 90 in 
einem Aufbau enthalten ist, mit dem ein vorbestimmter Pro- 
zeB an einem Eingangssignal eines Verstarkers oder derglei- 
chen durchgefuhrt wird, neben einer A/D Wandlereinheit, 
die das analoge Signal in das digitale Signal umwandelt, be- 
stimmt der Komparator 16 vorzugsweise durch Inbetracht- 
ziehen der Wirkung aufgrund des Aufbaus, der den vorbe- 
stimmten ProzeB durchfuhrt, ob die zu testende A/D Wand- 
lervorrichtung 90 normal arbeitet oder nicht. 

Fig, 3 zeigt einen Zeitverlauf des Halbleiter-Testgerates, 
das unter Bezugnahme auf Fig. 2 beschrieben wurde. In die- 
sem Zeitverlauf wird angenommcn, daB die erste Signal- 
form-Erzeugungseinheit 20 eine Sinus welle als erste Signal- 
form 50 ausgibt, die zweite Signalformerzeugungseinheit 22 
eine quadratische Welle als zweite Signalform 52 ausgibt 
und der Addierer als Signalformsynthetisiereinheit 28 dient. 

Die erste Signalformerzeugungseinheit 20 liefert die Si- 
nusweile als erste Signalform entsprechend der Eigenschaft 
der zu testenden A/D Wandlervorrichtung 90 an die Signal- 
formsynthetisiereinheit 28. Die zweite Signalformerzeu- 
gungseinheit 22 liefert die quadratische Welle als zweite Si- 
gnalform 52, in der eine Phase des von dem Abtasttaktgene- 
rator 12 gelieferten Abtasttaktes 54 verschoben ist, an die 
Signalfonnsynthetisiereinheit 28. Beispielsweise kann die 
Phasenschiebeeinheit die Phase des Abtasttaktes 54 so ver- 
schieben, daB die zu testende A/D Wandlervorrichtung 90 
die synthetisierte Signalform 56 an einer S telle abtastet, an 
der die Wirkung der zweiten Wellenform 52 erscheint (dies 
ist der konvexe Teil der synthetisiertcn Signalform in Fig. 
3). 

Die Signalformsynthetisiereinheit 28 liefert das syntheti- 
sierte, das heiBt zusammengesetzte Signal 56 an den Kon- 
taktbereich 14 der Vorrichtung durch Aufaddieren der ersten 
Signalform 50 und der zweiten Signalform 52. Die zu te- 
stende A/D Wandlervorrichtung tastet die synthetisierte Si- 
gnalform 56 zum Zeitpunkt einer ansteigenden Kante des 
Abtasttaktes 54 ab. Somit wird der Ausgangswert 58 zu ei- 
nem Wert, bei dem die Amplitude der zweiten Wellenform 
52 addiert wird. Die Verarbeitungseinheit 30 gibt an den 
Komparator 16 das verarbeitete Signal 60 aus, bei dem die 
Amplitude der zweiten Signalform 52 von dem Ausgangs- 
wert 58 abgezogen wird. Wenn beispielsweise die zu te- 
stende A/D Wandlervorrichtung 90 bei normaler Bedingung 
arbeitet, ist es vorzuziehen, daB ein Signal, von dem die Am- 
plitude der zweiten Signalform 52 aus dem Ausgangswert 
58 entfernt ist, die erste Signalform 50 wird. 

Entsprechend einem anderen Ausfuhrungsbeispiel kann 
die erste Signalformerzeugungseinheit 20 die Vicreck welle, 
Dreieck welle und eine Mehrzahl von Wellenformen als er- 
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ste Signalform 50 ausgeben. Dariiber hinaus kann die zweite 
Signalformerzeugungseinheit 22 die bekannte Viereck- 
welle, Dreieckwelle und eine Mehrzahl von Wellenformen 
als zweite Signalform 52 ausgeben. Wenn beispielsweise die 
Dreieckwelle als zweite Signalform 52 ausgegeben wird, 5 
andert sich die Wirkung der zweiten Signalform 52, die in 
der synthetisierten Signalform 56 erscheint, linear, so daB 
die Charakteristik gegen einen Eingangsbereich in einer li- 
nearen Weise gewertet werden kann, wenn ein Abtastzeit- 
punkt der zu testenden A/D Wandlervorrichtung 90 verscho- 10 
ben wird. 

Es ist offensichtlich, daB ein Aufbau unterschiedlich von 
denen der ersten Signalformerzeugungseinheit 20 und der 
zweiten Signalformerzeugungseinheit 22 des Halblcitcr- 
Testgerates 100 (wie in Fig. 2 beschrieben) sein wurde, is 
wenn die erste Wellenformerzeugungseinheit 20 oder die 
zweite Wellenformerzeugungseinheit 22 eine der syntheti- 
sierten (zusammengesetzten) Signalformen unter der Drei- 
eckwelle, Sinuswelle und der Mehrzahl von Signalformeln 
erzeugt. Ein Ausfuhrungsbeispiel, bei dem die erste Signal- 20 
formerzeugungseinheit 20 die Sinuswelle und die zweite Si- 
gnalformerzeugungseinheit 22 die Viereckwelle erzeugt, 
wird nur in dieser Anmeldung beschrieben. 

Fig. 4 zeigt die Spannungspegel einer normalen A/D 
Wandlervorrichtung ebenso wie einer fehlerhaften A/D 25 
Wandlervorrichtung, die nicht zuverlassig die Hochfre- 
quenzwelle abtastet. Es wird fur das Folgende angenom- 
men, daB die Eingangssignalform der viereckigen Welle, bei 
der die Spannungswerte "High" und "Low" in vorbestimm- 
ten Abstanden sich wiederholen, der A/D Wandlervorrich- 30 
tung zugcfiihrt wird. Im Fallc einer normalen A/D Wandler- 
vorrichtung erreicht die interne Signalspannung den Span- 
nungswert "High" der Eingangssignal vor dem Abtastzeit- 
punkt. Im Falle einer fehlerhaften A/D Wandlervorrichtung 
erreicht die interne Signalspannung nicht den Spannungs- 35 
wert "High" vor dem Abtastzeitpunkt. 

Fig. 5 zeigt einen Spannungspegel des internen Signals 
der fehlerhaften A/D Wandlervorrichtung, die in Bezug- 
nahme auf Fig. 4 beschrieben wurde, in einem Fall, bei der 
die Frequenz des Abtasttaktes verringert ist. Bezugnehmend 40 
auf Fig. 5 fallt die Frequenz des Eingangssignals durch ei- 
nen Abfall der Abtasttaktfrequenz. Die interne Signalspan- 
nung der fehlerhaften A/D Wandlervorrichtung erreicht den 
Spannungs wert "High" der Eingangssignalform vor dem 
Abtastzeitpunkt. 45 

In der fehlerhaften A/D Wandlervorrichtung andert die 
Anderung der Frequenz des Abtasttaktes 54 oder die Ande- 
rung der Impulsbreitc der Eingangssignalform den Abtast- 
wert. Unter Verwendung dieser Eigenschaften der A/D 
Wandlervorrichtung wird die Frequenz des Abtasttaktes von 50 
einem Zustand der hohen Frequenz in einen Zustand der 
niedrigen Frequenz geandert, um so zu bestimmen, ob die 
A/D Wandlervorrichtung normal arbeitet oder nicht. Die 
Fig. 6A, 6B sind "Tlming-Darstellungen" fiir eine fehler- 
hafte zu testende A/D Wandlervorrichtung in dem Halblei- 55 
ter-Testgerat, das unter Bezugnahme auf Fig. 2 beschrieben 
ist. Fig. 6A zeigt die Beziehung zwischen dem Ausgangs- 
wert 58 und dem ersten Signal 50, wenn die Frequenz des 
Abtasttaktsignals hoch ist. In dem Fall der fehlerhaften A/D 
Wandlervorrichtung ist die Potentialdifferenz zwischen dem 60 
Ausgangswert 58 und der ersten Welienform 50 geringer als 
die Amplitude der zweiten Signalform 52. Beispielsweise 
ist in dem Fall einer normalen A/D Wandlervorrichtung die 
Potentialdifferenz zwischen dem Ausgangswert 58 und der 
ersten Signalform 50 fast gleich der Amplitude der zweiten 65 
Signalform 52. 

Fig. 6B zeigt die Beziehung zwischen dem Ausgangswert 
58 und der ersten Signalform 50, wenn bei einer niedrigeren 
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Frequenz als die des Abtasttaktsignals nach Fig. 6A testetel 
wird. Die Potentialdifferenz zwischen dem Ausgangswert 
58 und der ersten Signalform 50 ist ungefahr gleich der Am- 
plitude der zweiten Signalform 52. 

Der Komparator 16 bestimmt, daB die A/D Wandlervor- 
richtung in dem Fall normal arbeitet, bei dem die Potential- 
differenz zwischen dem Ausgangswert 58 und der ersten Si- 
gnalform 50 in einem Bereich liegt, in dem die A/D Wand- 
lervorrichtung als normal arbeitend bewertet wird. Bei- 
spielsweise bestimmt der Komparator 16, daB die zu te- 
stende A/D Wandlervorrichtung in dem Fall normal arbeitet, 
in dem die Potentialdifferenz zwischen dem Ausgangswert 
58 und der ersten Signalform 50 in einen Bereich liegt, der 
bei cincr zulassigcn Abtasttaktfrequenz als normal arbeitend 
bestimmt ist. 

Die Fig. 7A und 7B zeigen einen ersten "Timing-Zeitver- 
lauf", bei dem ein Multiplizierer als Wellenformsyntheti- 
siereinheit 28 in dem Halbleitertestgerat entsprechend Fig. 2 
verwendet wird. Dieser erste Zeitverlauf zeigt ein Beispiel, 
bei dem die erste Signalformerzeugungseinheit 20 die Si- 
nuswelle als erste Signalform 50 ausgibt, die zweite Signal- 
erzeugungseinheit 22 die viereckige Welle von ±1,0 Volt als 
zweite Signalform ausgibt und die Signalformsynthetisier- 
einheit 28 die erste Signalform 50 nut der zweiten Signal- 
form 52 multipliziert, um so die synthetisierte Signalform 
56 zu erzeugen. 

Fig. 8A und 8B zeigen eine zweite Zeitverlaufsdarstel- 
lung, bei der ein Multiplizierer als Signalformsynthetisier- 
einheit 28 in dem Halbleiter-Testgerat nach Fig. 2 verwen- 
det wird. Dieser zweite Zeitverlauf zeigt ein Beispiel, bei 
dem die erste Signalformerzeugungseinheit 20 die Sinus- 
welle als erste Signalform 50 ausgibt, die zweite Signal- 
formerzeugungseinheit 22 die Rechteckwelle von 0,8 Volt- 
1,0 Volt als zweite Signalform ausgibt und die Signalform- 
synthetisiereinheit 28 die erste Signalform 50 mit der zwei- 
ten Signalform 52 multipliziert, um so die synthetisierte Si- 
gnalform 56 zu erzeugen. 

Die Fig. 9A und 9B zeigen einen dritten Zeitverlauf, bei 
dem ein Multiplizierer als Signalformsynmetisiereinheit 28 
in dem Halbleiter-Testgerat verwendet wird, wie es unter 
Bezugnahme auf Fig. 2 beschrieben ist. Dieser dritten Zeit- 
verlauf zeigt ein Beispiel, bei dem die erste Signalformer- 
zeugungseinheit 20 eine Sinuswelle als erste Signalform 50 
ausgibt, die zweite Signalformerzeugungseinheit 28 die 
Rechteckwelle von 0 Volt bis 1,0 Volt als zweite Signalform 
ausgibt und die Signalformsynthetisiereinheit 28 die erste 
Signalform 50 mit der zweiten Signalform 52 multipliziert, 
um so die zusammcngesetzte Signalform 56 zu erzeugen. 

Das Halbleiter-Testgerat 100 kann eine Mehrzahl von un- 
terschiedlichen synthetisierten Signalformeln 56 durch 
{Combination der ersten Signalform 50 und der zweiten Si- 
gnalform 52 neben den in den Fig. 7A, 7B, 8A, 8B, 9A und 
9B beschriebenen synthetisierten Wellenformen 56 erzeu- 
gen. Die synthetisierte Signalform 56 wird vorzugsweise 
entsprechend der Eigenschaft der zu testenden A/D Wand- 
lervorrichtung 90 eingestellt. Daruber hinaus kann in einem 
anderen Ausfuhrungsbeispiel ein Selektor vorgesehen sein, 
der selektiv ein Synthetisierverfahren fur das Synthetisieren 
der ersten Welienform 50 und der zweiten Welienform 52 
wiihlen kann. Entsprechend noch einem anderen Ausfuh- 
rungsbeispiel kann die Signalformsynthetisiereinheit 28 die 
synthetisierte, das heiBt zusammengesetzte Signalform 56 
an den Kontaktbereich 14 der Vorrichtung ausgeben, indem 
eine Mehrzahl von von einer Mehrzahl von zweiten Signal- 
forrnerzeugungseinheiten 22 gelieferten zweiten Wellenfor- 
men synthetisiert werden. 

Fig. 10 ist ein Blockschaltbild, das ein andcres Ausfuh- 
rungsbeispiel des Halblei ter-Testgerates, das unter Bezug- 
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nahme auf Fig. 2 beschrieben wurde, zeigt. Dieses Halblei- 
ter-Testgerat 100 umfaBt weiterhin einen Frequenzteiler 32 
zusatzlich zu dem in der Fig. 2 beschriebenen Halbleiter- 
Testgerat 100. Dabei sind die gleichen Teile mit den glei- 
chen Bezugszeichen versehen und die Beschreibung fiir die 5 
entsprechenden Teile wird weggelassen. 

Ein Frequenzteiler teilt die Frequenz des Abtasttaktsi- 
gnals 54 in der Weise, daB ein frequenzgeteilter Takt 64 an 
die Verarbeitungseinheit 30 gegeben wird. 

Beispiels weise kann der Frequenzteiler 32 ein Zahler 10 
sein, der die Abtasttakte 54 zahlt. 

Die Verarbeitungseinheit 30 extrahiert nur den Ausgangs- 
wert 58, der zum Zeitpunkt des frequenzgeteilten Taktes 64 
gelicfcrt wird, aus dem Ausgangswcrt 58 hcraus, der ubcr 
den Kontaktbereich 14 der Vorrichtung zum Zeitpunkt des 15 
Abtasttaktes 54 geliefert wird, um so die Verarbeitung derarl 
durchzufuhren, daB die Wirkung der zweiten Signalform 52 
aus dem Ausgangswert 58 entfernt wird. 

Fig. 1 1 zeigt einen Zeitverlauf des in bezug auf Fig. 10 
beschriebenen Halbleiter-Testgerates. Dieser Zeitverlauf 20 
zeigt ein Beispiel, bei dem die erste Signalformerzeugungs- 
einheit 20 die Sinuswelle als erste Signalform 50 ausgibt, 
die zweite Signalformerzeugungseinheit 22 die Rechteck- 
welle als zweite Wellenformsynthetisiereinheit 28 Wellen- 
form 52 ausgibt, der Frequenzteiler 32 die Frequenz des Ab- 25 
tasttaktes 54 durch zwei teilt und ein Addierer als Signal- 
formsynthetisiereinheit 28 dient. 

Die erste Wellenformerzeugungseinheit 20 gibt an die Si- 
gn alformsynthetisiereinheit 28 die Sinuswelle als erste Si- 
gnalform 50 aus. Der Frequenzteiler 32 teilt die Frequenz 30 
des Abtasttaktes 54 durch zwei, so daB der frcqucnzdivi- 
dierte Takt 54 an die zweite Signalformerzeugungseinheit 
22 und die Verarbeitungseinheit 30 gegeben wird. Die 
zweite Signalformerzeugungseinheit 22 gibt an die Signal- 
formsynthetisiereinheit 28 die Rechteckwelle als zweite Si- 35 
gnalform 52 aus, bei der die Phase des von dem Frequenztei- 
ler 32 gelieferten frequenzdividierten Taktes 64 um eine 
vorbestimmte GroBe verschoben ist. Die Signalformsynthe- 
tisiereinheit 28 addiert die erste Signalform 50 und die 
zweite Signalform 52, um so die synthetisierte Wellenform 40 
56 an den Kontaktbereich 14 der Vorrichtung auszugeben. 

Die A/D Wandlervorrichtung 90 unter Test tastet die syn- 
thetisierte Signal form 56 zum Zeitpunkt der Anstiegskante 
des Abtasttaktes 54 ab. Sornit wird der Ausgangswert 58 ein 
Wert, bei dem die Amplitude der zweiten Signalform 52 zu 45 
der ersten Signalform 50 addiert wird. Die Verarbeitungs- 
einheit 30 liefert an den Komparator 16 den Ausgangswert 
58, der zum Zeitpunkt des Abtasttaktes 54 geliefert wird, 
und ein verarbeitetes Signal 60, in dem die Amplitude der 
zweiten Signalform 52 von dem Ausgangswert 58, der zum 50 
Zeitpunkt des frequenzgeteilten Taktes 64 geliefert wird, ab- 
gezogen ist. Somit fuhrt die Verarbeitungseinheit den Pro- 
zeB derart durch, daB die Amplitude der zweiten Signalform 
52 von dem Ausgangswert 58 abgezogen wird, unter Ver- 
wendung eines Teils des Ausgangswertes 58, bei dem die 55 
Amplitude der Rechteckwelle (die zweite Signalform 52) zu 
der ersten Signalform 50 addiert ist. 

Fig. 12 ist ein Blockschaltbild, das eine Halbleitervor- 
richtung 44 zeigt, die eine Halbleiter-Testeinheit 40 umfaBt, 
die eine ein analoges Signal in ein digitales Signal umwan- 60 
delnde A/D Wandlereinheit testet. Die Halbleitervorrich- 
tung 44 umfaBt einen Vorrichtungsbereich 43 und eine Halb- 
leitertesteinheit 40. Der Vorrichtungsbereich 43 schlieBt 
eine A/D Wandlereinheit 42 ein. Die Halbleitertesteinheit 40 
umfaBt eine erste Signalformerzeugungseinheit 20, eine 65 
zweite Signalformerzeugungseinheit 22, eine Signalform- 
synthetisicreinheit 28, eine Verarbeitungseinheit 30, einen 
Komparator 16, einen Abtasttaktgenerator 12 und einen 
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Test-Controller 62. Die erste Signalformerzeugungseinheit 
20 umfaBt einen ersten Signalformgenerator 21 und eine 
Amplitudensteuereinheit 23. Die zweite Wellenformerzeu- 
gungseinheit 22 umfaBt eine Pulsbreiteneinstelleinheit 26 
und eine Phasenschiebeeinheit 24. 

Der erste Signalformgenerator 21 erzeugt eine Testsignal- 
fonn, die der A/D Wandlereinheit 42 einzugeben ist, wobei 
sie an die Amplitudensteuereinheit 23 ausgegeben wird. 
Beispielsweise kann der erste Signalformgenerator 21 eine 
Sinuswelle als Testsignalform erzeugen. Die Amplituden- 
steuereinheit 23 steuert eine Amplitude der Testsignalform 
(die der Charakteristik der A/D Wandlereinheit entspricht), 
die von dem ersten Signalformgenerator 21 geliefert wird, 
basicrcnd auf cincm Amplitudcnstcucrsignal, das von dem 
Test-Controller 62 geliefert wird, so daB eine erste Signal- 
form 50 an die Signalformsynthetisiereinheit 28 ausgegeben 
wird. 

Beispielsweise kann die Amplitudensteuereinheit 23 eine 
Amplitude der Testsignalform basierend auf einem Ein- 
gangsbereich in dem Bereich eines Spannungspegels des 
Analogsignals einstellen, das die A/D Wandlereinheit 42 in 
das digitale Signal umwandeln kann. Wenn beispielsweise 
der Eingangsbereich der A/D Wandlereinheit 42 innerhalb 
±1,0 Volt ist, steilt die Amplitudensteuereinheit 23 die Am- 
plitude der Testsignalform auf ±1,0 Volt ein. Dariiber hinaus 
liefert die Amplitudensteuereinheit 23 an den Komparator 
16 einen Erwartungswert, der die erste Signalform 50 ist. 
Entsprechend einem anderen Ausfuhrungsbeispiel umfaBt 
die erste Signalformerzeugungseinheit 20 eine A/D Wand- 
lervorrichtung und kann die digitalisierte erste Signalform 
50 an den Komparator als den Erwartungswert ausgeben. 
Nach noch einem anderen Ausfuhrungsbeispiel kann die er- 
ste Signalerzeugungseinheit 20 auBerhalb der Halbleitervor- 
richtung 44 vorgesehen sein. 

Der Abtasttaktgenerator 12 gibt an die Pulsbreitenein- 
stelleinheit 26 und die A/D Wandlereinheit 42 einen Abtast- 
takt 54 aus, der ein Abtastintervall festlegt. Die Pulsbreiten- 
einstelleinheit 26, die in der zweiten Signalformerzeugungs- 
einheit 22 enthalten ist, steilt die Impulsbreite des Abtasttak- 
tes 54 auf der Grundlage des Pulsbreiteneinstellsignals, daB 
von dem Test-Controller 62 geliefert wird. Die Pulsbreiten- 
einstelleinheit 26 gibt an die Phasenschiebeeinheit 24 das in 
der Impulsbreite eingest elite Abtastlaktsignal 54 aus. 

Wenn beispielsweise ein Impulsbreiteneinstellsignal zum 
VergroBem der Impulsbreite geliefert wird, vergroBert die 
Pulsbreiteneinstelleinheit 26 die Impulsbreite des Abtasttak- 
tes 54. Wenn das Pulsbreiteneinstellsignal zum Verringem 
der Impulsbreite geliefert wird, verringcrt die Pulsbreiten- 
einstelleinheit 26 die Impulsbreite des Abtasttaktes 54. 
Wenn weiterhin das Impulsbreiteneinstellsignal eine Beibe- 
haltung der Impulsbreite spezifiziert, andert die Pulsbreiten- 
einstelleinheit 26 nicht die Impulsbreite des Abtasttaktes 54. 
Entsprechend einem anderen Ausfuhrungsbeispiel kann 
eine PLL-Schaltung zum Erzeugen eines Taktes mit einer 
vorbestimmten Periode als zweite Signalformerzeugungs- 
einheit 22 dienen. Weiterhin kann die zweite Signalformer- 
zeugungseinheit 22 einen Frequenzteiler umfassen, der die 
Frequenz des Abtasttaktes teilt, und kann die zweite Signal- 
form 52 basierend auf dem frequenzgeteilten Abtasttakt er- 
zeugen. 

Die Phasenschiebereinheit 24 schiebt eine Phase des von 
der Pulsbreiteneinstelleinheit 26 gelieferten Abtasttaktes 54 
um eine vorbestimmte GroBe, um so die zweite Signal 52 an 
die Signalformsynthetisiereinheit 28 und die Verarbeitungs- 
einheit 30 auszugeben. Die Signalformsynthetisiereinheit 28 
setzt die erste Signalform 50 und die zweite Signalform 52 
zusammcn, um so cine synthetisierte, das hciBt zusammen- 
gesetzte Signal an die A/D Wandlereinheit 42 auszugeben. 
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Beispielsweise kann die Signalformsynthetisiereinheit 28 
ein Addierer sein, der die erste Signalform 50 und die zweite 
Signalform 52 addiert. In einem anderen Ausfuhrungsbei- 
spiel kann die Signalformsynthetisiereinheit 28 ein Multipli- 
zierer sein, der die erste Signalform 50 mit der zweite Si- 5 
gnalform 52 multipliziert. Nach noch einem anderen Aus- 
fuhrungsbeispiel kann die Synthetisiereinheil28 ein Subtra- 
hierer sein, der die zweite Signalform 52 von der ersten Si- 
gnalform 50 abzieht. In einem noch anderen Ausfuhrungs- 
beispiel kann die Halbleitervorrichtung 44 eine Mehrzahl to 
von zweiten Signalformerzeugungseinheiten 22 umfassen, 
so daB die Signalformsynthetisiereinheit 28 eine Mehrzahl 
von zweiten Signalformen 52 synthetisiert, die von einer 
Mehrzahl von zweiten Signalformerzeugungseinheiten 22 
geliefert werden, um so die synthetisierte Wellenfonn 56 an 15 
den Kontaktbereich 14 der Vorrichtung auszugeben. 

Die A/D Wandlereinheit 42 tastet die synthetisierte Si- 
gnalform 56 zum Zeitpunkt des Abtasttaktes ab, der von 
dem Abtasttaktgenerator 12 geliefert wird. Die A/D Wand- 
lereinheit 42 gibt den durch das Abtasten der synthetisierten 20 
Welienform 56 erhaltenen Abtastwert an die Verarbeitungs- 
einheit 30 aus. 

Die Verarbeitungseinheit 30 fuhrt eine Verarbeitung 
durch, durch die die Wirkung der zweiten Signalform 52 aus 
dem Ausgangswert 58 entfernt wird, um so das verarbeitete 25 
Signal 60 an den Komparator 16 auszugeben. Beispiels- 
weise kann die Verarbeitungseinheit 30 einen Filtervorgang 
durchfiihren, der eine bestimmte Frequenz aus dem Aus- 
gangswert 58 entfernt und die Verarbeitungseinheit 30 kann 
einen FilterprozeB durchfuhren, der eine Frequenz der zwei- 30 
ten Signalform 52 aus dem Ausgangswert 58 entfernt. Der 
Komparator 16 vergleicht das verarbeitete Signal 60 mit 
dem Erwartungswert, der die erste von der ersten Signaler- 
zeugungseinheit 20 gelieferte Signalform ist, um so zu be- 
stimmen, ob die A/D Wandlereinheit 42 fehlerhaft ist oder 35 
nicht, das heiBt ob die Einheit 42 normal arbeitet oder nicht. 
Beispielsweise kann der Komparator 16 die Verschiebung 
zwischen dem verarbeiteten Signal 60 und dem Erwartungs- 
wert vergleichen oder speziell abtasten, so daB bestimmt 
wird, ob die A/D Wandlereinheit 42 normal arbeitet oder 40 
nicht, basierend darauf, ob die Verschiebung innerhalb eines 
vorbestimmten Bereiches liegt oder nicht. Beispielsweise 
wird im Falle einer hochgenauen A/D Wandlereinheit 42 der 
vorbestimmte Bereich ungefahr auf Null eingesteilt. Dar- 
iiber hinaus ist der vorbestimmte Bereich vorzugsweise ent- 45 
sprechend der A/D Wandlereinheit 42 festgelegt. 

Wenn weiterhin der Vorrichtungsbereich 43 in einem 
Aufbau enthaltcn ist, mit dem cine vorbestimmte Verarbei- 
tung an einem Eingangssignals eines Verstarkers oder der- 
gleichen durchgefuhrt wird neben der A/D Wandlervorrich- 50 
tung 42, die das Analogsignal in das Digitalsignal umwan- 
delt, bestimmt der Komparator 16, ob die A/D Wandlerein- 
heit 42 normal arbeitet oder nicht, indem vorzugsweise die 
Wirkung aufgrund der Struktur in Betracht gezogen wird, 
die den vorbestimmten ProzeB durch fuhrt. 55 

Es sei bemerkt, daB in der obigen Beschreibung die qua- 
dratische Welle durch eine Rechteckwelle ersetzt wird. 

Somit wird durch Implementieren der vorliegenden Erfin- 
dung eine merkbar efflziente und extrem kosteneffektive 
HalbleilertestvorrichLung vorgesehen, die die A/D Wandler- 60 
vorrichtung testet, 

Patentanspruche 

1. Halbleiter-Testgerat zum Testen einer Halbleiter- 65 
vorrichtung mit einer A/D Wandlereinheit, die ein ana- 
logcs Signal in ein digitales Signal umwandelt, mit: 
einer ersten Signalformerzeugungseinheit (20), die 
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eine erste Signalform mit einer vorbestimmten Signal- 
formkomponente erzeugt, 

einer zweiten Signalformerzeugungseinheit (22), die 
eine zweite Signalform mit einer bekannten Signal- 
formkomponente erzeugt, 

einer Signalformsynthetisiereinheit (28), die eine zu- 
sammengesetzte Signalform durch Synthelisieren der 
ersten Signalform (50) und der zweiten Signalform 
(52) erzeugt, 

einer Verarbeitungseinheit (30), die eine Verarbeitung 
zum Entfernen einer Wirkung der zweiten Signalform 
aus einem Ausgangswert der Halbleitervorrichtung 
durchfuhrt, der die zusammengesetzte Signalform ein- 
gegeben wird, und 

einem Komparator (16), der basierend auf der ersten 
Signalform und dem durch die Verarbeitungseinheit 
verarbeiteten Ausgangswert bestimmt, ob die Halblei- 
tervorrichtung normal arbeitet oder nicht. 

2. Halbleiter-Testgerat nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Komparator (16) die Bestim- 
mung, ob die Halbleitervorrichtung normal arbeitet 
oder nicht basierend darauf durchfuhrt, ob die Diffe- 
renz zwischen der ersten Signalform und dem in der 
Verarbeitungseinheit (30) verarbeiteten Ausgangswert 
innerhalb einem vorbestimmten Bereich ist oder nicht. 

3. Halbleiter- Teslgerat nach Anspruch 1 oder An- 
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB die zweite Si- 
gnalformerzeugungseinheit (22) die zweite Signalform 
(52) basierend auf einem Abtasttakt erzeugt, der ein 
Abtastintervall der A/D Wandlereinheit einstellt. 

4. Halbleiter-Testgerat nach Anspruch 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die zweite Signalformerzeugungs- 
einheit (22) die zweite Signalform durch Frequenztei- 
lung des Abtasttaktes erzeugt. 

5. Halbleiter-Testgerat nach einem der Anspriiche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB eine Phasenschie- 
beeinheit (24) vorgesehen ist, die eine -Phase der zwei- 
ten Welienform (52) um einen vorbestimmten Wert 
verschiebt. 

6. Halbleiter-Testgerat nach einem der Anspriiche 1 
bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB eine Pulsbreiten- 
einstelleinheit (26) vorgesehen ist, die die Impulsbreite 
der zweiten Signalform (52) verandert, wobei die 
zweite Signal eine Rechteckwelle ist. 

7. Halbleiter-Testgerat nach einem der Anspriiche 1 
bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB die erste Signal- 
form eine Sinuswelle ist, und daB eine Amplituden- 
stcucreinhcit (23) vorgesehen ist, die die Amplitude der 
Sinuswelle einstellt. 

8. Halbleiter-Testgerat nach einem der Anspriiche 1 
bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB die Verarbeitungs- 
einheit (30) die Wirkung der zweiten Signalform (52) 
dadurch reduziert, daB eine Filterverarbeitung an dem 
Ausgangswert vorgenommen wird. 

9. Halbleiter-Testgerat nach einem der Anspriiche 1 
bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB eine Vielzahl von 
zweiten Signalformerzeugungseinheiten (22) vorgese- 
hen ist, wobei die Signalform-Synthetisiereinheit (28) 
die zusammengesetzte Signalform durch Synthetisie- 
ren der ersten Signalform und einer Mehrzahl von 
zweiten Signalformen erzeugt, die von der Mehrzahl 
der zweiten Signalformerzeugungseinheiten erzeugt 
wird. 

10. Verfahren zum Testen einer Halbleitervorrichtung 
mit einer A/D Wandlereinheit, die ein analoges Signal 
in ein digitales Signal umwandelt, mit folgenden 
Schritten: 

Erzeugen einer synthetisierten Signalform mit einer er- 
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sten Signalform, die eine vorbeslimmte Signalform- 
komponente aufweist und einer zweiten Signalform, 
deren Signalformkomponente bekannt ist, 
Eingeben der synthetisierten Signalfonn in die Halblei- 
tervorrichtung, 5 
Entfemen der Wirkung der zweiten Signalfonn aus ei- 
nem Ausgangswerl der HalbleitervorrichLung und Ent- 
scheiden, ob die Halbleitervorrichtung normal arbeitet 
oder nicht. basierend auf der ersten Signalfonn und dem 
Ausgangswert, in dem die Wirkung der zweiten Signal- 10 
form entfernt ist. 

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Entscheidung, ob die Halbleitervor- 
richtung normal arbeitet oder nicht darauf basierend 
durchgefuhrt wird, ob die Differenz zwischen der er- 15 
sten Signalform und dem Ausgangswert, in dem die 
Wirkung der zweiten Signalform entfernt ist, innerhalb 
eines vorbestimmten Bereiches liegt. 

12. Halbleitervorrichtung mit einer Halbleitertestein- 
heit, die einen Vorrichtungsbcreich einschlieBlich einer 20 
AID Wandlereinheit, die ein analoges Signal in ein di- 
gitales Signal umwandelt, testet, mit: 

einer Signalformsythetisiereinheit (28), die eine erste 
Signalform mit einer vorbestimmten Signalformkom- 
ponente und eine zweite Signalform, deren Signal- 25 
fonnkomponenle bekannt ist, synthetisiert, um so eine 
zusammengesetzte Signalform zu erzeugen, 
einer Halbleitertesteinheit (40), die den Vorrichtungs- 
bereich basierend auf einem Ausgangswert des Vor- 
richtungsbereiches, dem die zusammengesetzte Signal- 30 
form cingegcbcn wird, testet und 
dem Halbleiterbereich (43), der von der Halbleitertest- 
einheit getestet wird. 

13. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 12, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Halbleitertesteinheit eine erste 35 
Signalformerzeugungseinheit (20) aufweist, die die er- 
ste Signalform erzeugt. 

14. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 12 oder An- 
spruch 13, dadurch gekennzeichnet, daB das die Halb- 
leitertesteinheit weiter umfaBt: 40 
eine Verarbeitungseinheit (30), die eine Verarbeitung 
zum Entfernen einer Wirkung der zweiten Signalform 
aus dem Ausgangswerl des Vorrichtungsbereichs, dem 
die zusammengesetzte Signalform eingegeben wird, 
durchfuhrt und . 45 
einen Komparator (16), der basierend auf der ersten Si- 
gnalform und dem in der Verarbeitungseinheit verar- 
beitetcn Ausgangswert cntscheidct, ob der Vorrich- 
tungsbereich normal arbeitet oder nicht. 

15. Halbleitervorrichtung nach einem der Anspriiche 50 
12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daB die zweite Si- 
gnalform basierend auf einem Abtasttakt erzeugt wird, 
der ein Abtastintervall der A/D Wandlereinheit ein- 
stellt. 

16. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 15, dadurch 55 
gekennzeichnet, daB die zweite Signalform durch Fre- 
quenzteilung des Abtasttaktes erhalten wird. 

17. Halbleitervorrichtung nach einem der Anspriiche 1 
bis 16, dadurch gekennzeichnet, daB eine Phasenschie- 
beeinheit (24) vorgesehen ist, die eine Phase der zwei- 60 
ten Signalform um eine vorbestimmte GroBe ver- 
schiebt. 

18. Halbleitervorrichtung nach einem der Anspriiche 1 
bis 17, dadurch gekennzeichnet, daB eine Pulsbreiten- 
einstelleinheit (26) vorgesehen ist, die eine Impuls- 65 
breite der zweiten Signalform verandert, wobei die 
zweite Signalform eine Rcchteckwcllc ist. 

19. Halbleitervorrichtung nach einem der Anspriiche 1 



14 

bis 18, dadurch gekennzeichnet, daB die zweite Signal- 
form eine Sinus welle ist, und daB eine Amplituden- 
steuereinheit (23) vorgesehen ist, die die Amplitude der 
Sinuswelle einstellt. 

20. Halbleitervorrichtung nach einem der Anspriiche 
14 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daB die Verarbei- 
tungseinheit die Wirkung der zweiten Wellenform (52) 
durch Ausfuhren einer Filterverarbeitung an dem Aus- 
gangswert verringert. 
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